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bridge output in the general case

bridge output if only one strain gage is active
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Transverse strain = (-v) x longitudinal strain
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Transverse strain = (-v) x longitudinal strain
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Calibration Constant
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k – Bridge Constant

Ss – Sensitivity or gage factor

Mechatronics; An Integrated Approach, D Silva
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W = Mg = weight of the seismic mass at the free end of the cantilever element

E = Young’s modulus of the cantilever
l = length of the cantilever

b = cross-section width of the cantilever

h =  cross-section height of the cantilever

Ss = gauge factor (sensitivity) of each strain gage

vref = supply voltage to the bridge.
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W = Mg = weight of the seismic mass at the free end of the cantilever element

E = Young’s modulus of the cantilever
l = length of the cantilever

b = cross-section width of the cantilever

h =  cross-section height of the cantilever

Ss = gage factor (sensitivity) of each strain gage

vref = supply voltage to the bridge.
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V/g

V20=refvand,200=sSmm,5.0=hmm,1=bcm,1=l,2N/m1010x5=Egr,5=M
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2N/m70xl5
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10/4=2.5     Amplifier Gain
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Microelectromechanical systems (MEMS) 

فضاهايپایینآن«عنوانباخودمعروفسخنرانیدر1959سالدرفاینمن،ریچاردبارنخستین

رادلاري1000جایزه ايسخنرانیهمیندراو.کردمطرحرانانوفناوريایده ي»داردوجودبسیاري

بر.کردعیینتبسازد،اینچچهارموشصتیکمقیاسدرالکتریکیموتوریککهشخصیاولینبراي

-ریکیالکتسامانه يیکساختوطراحیایده يکهاستفردياولیناوگفتمی تواناساس،همین

.استنمودهمطرحمیکرومقیاسدررامکانیکی

(MEMSs)مکانیکی در مقیاس میکرو -سامانه هاي الکتریکی

http://edu.nano.ir/

بهشخصیبهنهایتدردلاري1000جایزه ياین

موتوراولینشدموفقکهرسیدلیلانمکنام

.بسازدراکوچکبسیارالکتریکی
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میکرویاسمقدرمکانیکی-الکتریکیسامانه هاي

وریکیالکتقطعاتوابزارهاتعداديازمتشکل

.داردقرارمیکرومترمقیاسدرکهاستمکانیکی

درکه،استترتیببدینآنعملکردمکانیسم

تعریفلقبازکهالکتریکیسیگنالهرمقابل

ولتاژیامشخصالکتریکیجریانمثلا(شده

ازهماینی،کهمکانیکپاسخیک)معینالکتریکی

)قطعهکیمکانتغییرمثلا(شده،تعریفقبل

رخ،اتفاقاینبرعکسنیزگاهی.می دهدروي

یکقابلمدرالکتریکیپاسخیکیعنیمی دهد؛

.مکانیکیشکلتغییر

(MEMSs)مکانیکی در مقیاس میکرو -سامانه هاي الکتریکی

http://edu.nano.ir/
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ازییکخودروها،درهواکیسه هايکردنفعالبرايمیکرومتر،ابعاددرشتاب سنج هاابداع

ازاستفادهوابداعازقبل.استمیکرومقیاسدرمکانیکی-الکتریکیسامانه هايمثال هايمعروف ترین

جرمبهوذيکاغدستمالجعبه يیکابعاددرکهدیگريابزارازمیکرومتري،شتاب سنج هاياین

.می شداستفادهبود،کیلوگرمچند

(MEMSs)مکانیکی در مقیاس میکرو -سامانه هاي الکتریکی

http://edu.nano.ir/
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MEMS

MEMS

MEMS

MEMS

http://fa.wikipedia.org
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www.ishida.com
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www.sensorland.com
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1. Strain­Gage Load Cell
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1. Strain­Gage Load Cell
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2. LDVT in Ring­Type Load Cell
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3. Piezoelectric Methods
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:به طور کلی

An unknown force may be measured by the following means:

1. Balancing the unknown force against a standard mass through a 

system of levers

2. Measuring the acceleration of a known mass

3. Distributing the force on a specific area to generate pressure and 

then measuring the pressure

4. Converting the applied force into the deformation of an elastic 

element


